Legenda:

04 - ul.Oczapowskiego 4

05 - ul.Oczapowskiego 5

011 - ul. Oczapowskiego 11

013 - ul. Oczapowskiego 13

H10 - ul. Heweliusz 10

H14 - ul. Heweliusza 14

S54 - ul.Stoneczna 54

s.(Nazwa Katedry) - sala katedry

Plan wykonali:
Wiestaw Komar
Wojciech Migskowski
Magdalena Zielinska
Podpis przedstawiciela

samorzadu studenckiego:

Zatwierdzit:

SPIS KATEDR:

KBEPiM - Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdéw i Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

KEEEiA - Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki
- ul. Oczapowskiego 11

KIB - Katedra Inzynierii Bezpieczenstwa

- ul. Oczapowskiego 11

KIS - Katedra Inzynierii Systemow

- ul. Heweliusza 14

KMRIiPS - Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badan

- ul. Oczapowskiego 11

KMiPKM - Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukeji Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11

KMiETI - Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatyczne;j
- ul. Stoneczna 46A

KPB - Katedra Podstaw Bezpieczenstwa

- ul. Heweliusza 10

KTMiM - Katedra Technologii Materiatéw i Maszyn

- ul. Oczapowskiego 11
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UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

PONIEDZIALEK
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WYDZIAL NAUK TECHNICZNYCH PLAN
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